力量觀測器在自動拋光系統的應用 

本論文描述一使用於自動拋光系統中接觸力量之量測與控制的方法。目前之自動拋光系統通常利用被動式的方法, 如應變規、壓電材料等來量測接觸力, 而接觸力量則由定位系統來產生。此方法不只是成本高, 且定位系統必需具備位置與力量等兩種控制模式, 至使控制系統設計變得更複雜。本文提出一主動式的接觸力控制方法, 就是利用觀測器的技術, 將接觸力的產生與量測皆由一直接連接於磨拋工具之伺服馬達來完成。此技術成本低, 且可以模組化, 因此除了可應用於新產品之外, 亦可用以更新現有的拋光機。本文除了說明、分析此力量控制系統外, 並提供實驗之結果以作為參考。
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